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要　　旨

　光劣化によって起こる低密度ポリエチレンの表面損傷を評価するために摩擦測定を行った。光劣化プロセスの初期段

階において，紫外線照射時間とともに摩擦係数の平均値と平均偏差は増加し，表面粗さは大きくなることが示唆された

が，一方，機械特性は本質的に変化がなかった。劣化の次の段階である延性-脆性ステージでは，摩擦係数の平均値は

ほぼ一定を維持したまま，平均偏差はかなりの減少を示し，表面がより均質になっていることを示唆している。延性-

脆性ステージを越えると，摩擦係数の平均値も平均偏差も照射時間とともに徐々に増加し，表面亀裂が発生することに

よって表面粗さがより大きくなることを示している。表面粗さの光学測定と比較することで，摩擦測定の信頼性が確認

されており，本測定法は高分子材料の劣化を検出する簡便で高感度な方法であることが分かった。

（本研究はJournal of Polymer Engineering，39(9)，805-812（2019）．に掲載された）


